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１．概要（Summary） 

 分子像を観察しながら液体供給するデュアル

AFM(Atomic force microscopy)カンチレバー開発に取

り組んだ。観察用カンチレバーで試料表面をタッピング観

察する際に、供給用カンチレバーを試料から回避する磁

歪膜を積層したデュアルカンチレバーを試作した。また、

圧電膜を積層した自励型デバイス形成にも取り組んだ。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】  DeepRIE 装置#1、#2、ゾルゲル

成膜（マニュアル） 

【実験方法】 

SOI基板(Silicon on insulator)を用い、FePd磁歪膜形

成およびデュアルカンチレバー形状へのパターニング後

に Si基板を裏面から深堀エッチング（DRIE）にて基板層

を貫通加工してデバイスを形成した。また、ゾルゲル法に

よりチタン酸ジルコン酸鉛(PZT)の積層成膜を行った。

PZT成膜および DRIE を東北大学試作コインランドリ（ナ

ノテクノロジープラットフォーム）で実施した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 形成したデュアル AFMカンチレバーを図１に示す。流

路形成するジグザグ状のカンチレバーの両側に、外部磁

束印加により大きくたわませるための FePd 膜を積層した

ビームを 4 本ずつ配置した構造である。DRIE 時に若干

のサイドエッチングが生じたが、良好にデュアルカンチレ

バー構造を形成することができた。0.01 T の外部磁束印

加により、カンチレバー先端で 1 μm以上の変位が得られ、

観察側の直線状カンチレバーを用いてタッピングモード

観察する際の共振の振幅より大きく変位できる見通しを得

た。 

 また、自励型デバイスでは、ゾルゲル法により 1 μm以上

の膜厚でPZT膜を安定して形成でき、搭載したPZT膜に

よりカンチレバー/ブリッジ構造の自励と振動検出が可能に

なった。また、磁歪による共振周波数変化により、高感度

磁気センサへの適用可能性も見出した。 

 

４．その他・特記事項（Others） 
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Fig. 1 Fabricated dual AFM cantilever with 

FePd magneto-strictive film for switching           


